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(54) 패스닝 기구용 압축 기체 캐니스터와 중간 밀폐부에 끼워넣기 위한 어댑터 캡

요약

  본 발명은 보울을 형성하는 보호용 에지부(12)를 포함하고, 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구(2)에 기체를 공급하기 위

한 압축 기체 캐니스터(1')에 관한 것으로, 보울 내에는 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)을 구비

한 배출 밸브(16)가 장착되어 배출 밸브는 휴지 위치와 기체 배출 위치 사이에서 병진운동을 할 수 있고, 밀폐부(seal)(3')

내에서 배출 밸브(16)는 보울의 에지부(15)에 대해 후퇴되도록 장착되고, 밸브(16)의 접촉과 이동 표면(bearing and

displacement surface)(26)은 휴지 위치에서 보울의 에지부(15) 위로 돌출되지 않으며, 기체 배출 위치에서 밀폐부(3',

23)의 외부를 향한 표면(30)에 대해 후퇴되어 있다.

대표도

도 5

명세서

도면의 간단한 설명
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  도 1은 본 발명의 압축 기체 캐니스터의 제 1 실시예와, 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구의 기체 입구 솔레노이드의 분

해 단면도.

  도 2는 배출 밸브와 입구 단부 단편이 서로 접하고 있는 도 1의 캐니스터와 솔레노이드의 단면도.

  도 3은 도 2와 유사하지만 캐니스터에서 상기 패스닝 기구로 기체가 운반되는 상태를 도시하는 단면도.

  도 4는 캐니스터에 장착되어 있는 도 1의 솔레노이드 전체를 도시하는 도면.

  도 5는 본 발명의 압축 기체 캐니스터의 제 2 실시예와, 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구의 기체 입구 솔레노이드와, 중

간 밀폐부를 구비한 어댑터 캡의 분해 단면도.

  도 6은 배출 밸브와 중간 밀폐부가 서로 접하고 있는 도 5의 캐니스터와 솔레노이드의 단면도.

  도 7은 도 6과 유사하지만 캐니스터에서 상기 패스닝 기구로 기체가 운반되는 상태를 도시하는 단면도.

  도 8은 캐니스터에 장착된 도 5의 솔레노이드 전체를 나타내는 도면.

  <도면 주요 부분에 대한 부호의 설명>

  1: 압축 기체 캐니스터(canister) 2: 입구 솔레노이드(inlet solenoid)

  3: 밀폐용 커넥터 4: 입구 단부 단편(inlet end piece)

  12: 벌지(bulge) 14: 배출 베이스(ejection base)

  15: 환형 에지부 18: 밸브의 외부 부분

  23: 환형 밀폐용 비드(bead)

26: 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)

  30: 밀폐용 비드의 바깥을 향한 표면

  40: 중간 밀폐부(intermediate seal)

  44: 단부의 넓어진 구멍 45: 밀폐용 립(sealing lip)

  50: 어댑터 캡(adapter cap)

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  무엇보다 본 발명은 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구(fastening appliance), 즉 입구 장치(inlet device)를 포함하고 네

일 타입의 패스너(fastener)를 박기 위한 기구에 기체를 공급하기 위한 압축 기체 캐니스터(canister)에 관한 것이다. 이

기구의 입구 장치는 일반적으로 솔레노이드이다.

  예를 들어 프랑스 특허 제 2 771 796호에 설명되어 있는 것과 같은 기존의 입구 장치는 보호용 주변장치의 스커트

(peripheral skirt)에 의해 형성된 보울(bowl) 내에, 하나의 수 입구 단부 단편을 포함한다. 이러한 입구 단부 단편은 밸브

구성요소를 그 자리에서 이동시켜서 기체가 캐니스터로부터 상기 패스닝 기구의 입구 장치로 운반될 수 있도록 캐니스터

의 배출 밸브와 공동 작동하기 위한 것이다. 상기 운반 작동이 일어나는 동안, 기구의 캐니스터의 밸브와 입구 단부 단편
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주위를 밀폐할 필요가 있다. 이러한 목적으로, 보통 캐니스터의 배출 밸브는, 특히 프랑스 특허 제 2 771 796호에 설명되

어 있는 캐니스터의 경우에는, 적절하게 설계된 커넥터의 내부에서 상기 기구의 수 입구 단부 단편과 공동 작동하는 수 단

부 단편의 형태로 넓어진다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  그러나, 이러한 장치는 캐니스터의 배출 밸브의 단부 단편이 저장과 관련된 문제는 물론이고 조작 중 부러질 위험이 존재

하면서 보호용 캡의 에지부(edge)에 돌출되어 있다는 단점을 안고 있다.

  본 발명은 이러한 단점을 제거하기 위한 것이다.

  이를 위해, 본 발명은 보울을 형성하는 보호용 에지부를 포함하고, 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구에 기체를 공급하

며, 상기 보울 내에는 접촉과 이동 표면(displacement surface)을 구비한 배출 밸브가 장착되어 배출 밸브는 휴지 위치와

기체 배출 위치 사이에서 병진운동을 할 수 있는 압축 기체 캐니스터에 관한 것으로, 밀폐부(seal) 내에서 배출 밸브는 보

울의 에지부에 대해 후퇴되도록 장착되고, 밸브의 접촉 표면은 휴지 위치에서 보울의 에지부 위로 돌출되지 않으며, 기체

배출 위치에서 밀폐부의 외부를 향한 표면에 대해 후퇴되어 있는 것을 특징으로 한다.

  어느 경우에도, 본 발명의 캐니스터의 배출 밸브는 보호용 보울에서 더 이상 돌출해 있지 않다.

  캐니스터의 제 1 실시예에서, 밸브는 휴지 위치에서 밀폐부로부터 돌출한다.

  이러한 경우, 밸브의 접촉 표면은 기구의 기체 입구 장치의 수 단부 단편과 직접 공동 작동해서 밸브를 배출 위치로 다시

밀게 되고, 이 위치에서 밀폐부는 입구 장치의 밸브와 수 단부 단편이 서로 접하는 평면의 각 측면으로 연장된다.

  이 밀폐부는 외부의 슬리브(sleeve)와, 이 슬리브 확장부의 환형 쇼울더(annular shoulder) 형태인 내부 비드(internal

bead)를 포함하는 것이 유리하다.

  캐니스터의 제 2 실시예를 보면, 휴지 위치에서 밸브의 접촉 표면은 밀폐부의 외부를 향한 표면에서 후퇴되어 있어서 중

간 밀폐부의 제 1 단부{수 단부(male end)}를 수용하고, 중간 밀폐부의 제 2 단부{암 단부(female end)}는 패스닝 기구의

기체 입구 장치의 수 단부 단편을 수용해서 밸브를 배출 위치로 다시 밀게 된다.

  본 발명은 또한 본 발명의 캐니스터의 제 2 실시예에 사용하는 어댑터 캡에 관한 것으로, 이 어댑터 캡은 캐니스터의 보호

용 보울에 수용되고 이로부터 돌출하도록 설계되었으며, 이 캐니스터 내에는 배출 밸브와 공동으로 작동하는 수 단부와,

패스닝 기구의 기체 입구 장치의 수 단부 단편을 수용하기 위한 암 단부를 갖춘 중간 밀폐부가 장착되어 있다.

  본 발명은 첨부된 도면을 참조하고, 캐니스터의 두 가지 실시예에 관한 설명으로부터 보다 잘 이해될 것이다.

발명의 구성 및 작용

  도 4를 참조하면, 압축 기체 캐니스터(1)는 밀폐용 커넥터(3)를 통해 네일 타입의 패스너를 박기 위한 기구의 압축 기체

입구 솔레노이드(2)에 장착된다.

  입구 솔레노이드(2)는 캐니스터(1)의 배출 베이스(ejection base)(14)를 수용하기 위한 환형 스커트(7)에 의해 형성된

보울(6)의 바닥부(bottom)(5)에서 돌출하고 축(8)을 따라 축방향으로 뻗어있는 수 입구 단부 단편(4)을 포함한다. 솔레노

이드의 입구 단부 단편(4)의 단부(9)는 스커트(7)의 환형 에지부(10)에서 후퇴되어 있다.

  압축 기체 캐니스터(1)는 두꺼운 환형의 벌지(12)로 끝나는 원통형 케이스(11)를 포함하고, 상기 벌지는 보울(13)을 형성

하고 보울의 중심으로부터 배출 베이스(14)가 돌출한다. 베이스(14)는 벌지(12)의 환형 에지부(15)의 평면으로부터 돌출

하지 않는다. 고려된 예에서, 배출 베이스(14)는 환형 에지부(15)와 같은 높이에 있다.

  배출 밸브(16)는 배출 베이스(14)에 장착되어, 복귀 스프링(17)의 작용에 반대 방향으로 슬리브의 형태로 되어있는 밀폐

부(20)에서 이동한다. 밸브(16)는 밀폐부(20)에서는 돌출하지만 보울(13)에서는 돌출하지 않는 외부 부분(18)을 포함하

고, 이 외부 부분은 환형 밀폐용 림(21)을 포함하는 내부 부분(19)을 통해 길게 늘어나 있다. 복귀 스프링(17)은 밀폐용 슬

리브(20) 내부에 수용되어 있고, 밸브의 내부 부분(19) 둘레에서 상기 밸브 부분(19)의 환형 밀폐용 림(21)과 접촉하며, 이
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스프링의 직경은 슬리브(20)의 중심 구멍(22)의 직경과 거의 같지만 약간 작아서 압축 기체가 슬리브(20) 구멍(22)의 벽면

과 상기 림(21) 사이로 빠져나갈 수 있다. 휴지 상태에서, 밸브(16)의 림(21)은 밀폐부(3) 중 밀폐용 슬리브(20)의 확장부

(24)의 환형 쇼울더에 수용되어 있는 환형 밀폐용 비드(bead)(23)와 접촉한다.

  따라서, 밀폐부(3)는 베이스(14)에 수용되어 있는 슬리브(20)와 비드(23)를 포함하고, 환형 에지(25)는 슬리브의 확장부

(24)와 밀폐용 비드(23)를 덮는다. 베이스(14)의 에지(25)는 벌지(12)의 에지(15) 평면과 동일한 높이에 있다. 따라서, 밀

폐용 슬리브(20)는 에지(15) 평면에서 약간 후퇴되어 있다. 외부 밸브 부분(18)은 외부를 향해 밸브의 접촉과 이동 표면

(bearing and displacement surface)(26)을 구비하고, 모든 환경에서 에지(15)의 평면으로부터 돌출하지 않는다. 이러한

경우, 바깥쪽 밸브 부분(18)은 에지(15)의 평면과 같은 높이에 있다. 이와 대조적으로, 밸브(16)의 휴지 위치에서, 밸브의

외부 부분(18)은 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)에 인접한 부분을 통해 밀폐용 비드(23)로부

터 돌출한다.

  외부 밸브 부분(18)의 직경은 대략 밀폐용 비드(23)의 통로 오리피스(passage orifice)(27)의 직경과 거의 같거나 아주

약간 작고, 입구 단부 단편(4)의 외부 직경과 동일하다는 사실을 알 수 있을 것이다.

  작동시, 외부 밸브 부분(18)의 측벽(28)과 입구 단부 단편(4)의 외부 측벽(29)은 밀폐용 비드(23)의 통로 오리피스(27)의

벽과 연속적으로 접촉한다. 이들 측벽은 축(8)의 원통형 밀폐 표면을 구성한다.

  보다 구체적으로, 또한 작동시, 단부 단편(4)의 단부(9)는 축(8)에 직각으로 배열되어 있는 외부 밸브 부분(18)의 접촉과

이동 표면(bearing and displacement surface)(26)과 접촉한다. 도시되지는 않았지만 종래의 수단을 통해, 외부 밸브 부

분(18)은 작동시 복귀 스프링(17)의 작용에 대한 입구 단부 단편(4)을 통해 배출 위치로 다시 밀려들어가서, 밀폐용 비드

(23)로부터 환형 밸브(21)의 림을 떨어지게 하고, 기체가 캐니스터(1)에서 패스닝 기구의 솔레노이드(2)로 들어가게 한다.

이러한 기체 배출 위치에서, 밸브(18,19)의 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)은 밀폐용 비드(23)

의 외부를 향한 표면(30)으로부터 또한 상기 비드의 내부를 향한 표면(31)에서 후퇴되어 있다.

  배출 위치에서, 밀폐용 슬리브(20)와 밀폐용 비드(23)를 갖춘 밀폐부(3)는 평면의 각 측면으로 뻗어있고, 이 평면에서 밸

브(18,19) 및 수 입구 단부 단편(4)이 서로 접하며, 외부 밸브 부분(18)의 접촉과 이동 표면(bearing and displacement

surface)(26)의 평면이다.

  도 5 내지 도 8에 도시되어 있는 캐니스터의 제 2 실시예(1')는 다음의 두 가지 특징에서 제 1 실시예와 차이점을 보인다.

  첫째, 배출 베이스(14')는 벌지(12)의 환형 에지(15) 평면에서 상당히 후퇴되어 있다.

  둘째, 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)을 갖춘 외부 밸브 부분(18')은 휴지 위치에서 밀폐부

(3')의 밀폐용 비드(23)의 바깥을 향한 표면(30)의 평면에서 후퇴되어 있다.

  이러한 캐니스터의 경우, 어댑터 캡(50)에 장착되어 있는 중간 밀폐부(40)를 사용할 수 있다.

  중간 밀폐부(40)는 밸브를 작동시키고 밸브의 밀폐용 림(21)을 밀폐용 비드(23)에서 멀어지게 이동시키기 위해 밸브(16)

의 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)과 접촉하도록 장착된 제 1 단부(수 단부)와, 솔레노이드(2)

의 수 입구 단부 단편(4)을 수용하기 위한 제 2 단부(암 단부)가 갖추어진 슬리브이다. 작동 단부(41)의 바깥 직경은 수 입

구 단부 단편(4)의 직경과 일치한다. 중간 밀폐부(40)를 통과하는 압축 기체가 통과하기 위한 구멍(43)은 스텝형으로, 이

구멍 단부(42)의 단면은 입구 단부 단편(4)의 외부 직경과 동일한 직경인 다른 단부(41)보다 상당히 크다. 따라서, 단부

(42)의 외부 직경은 단부(41)의 외부 직경에 비해 또한 넓다. 중간 밀폐부(40)와 입구 단부 단편(4) 사이의 밀폐를 높이기

위해, 그 단부(42)의 넓어진 구멍(44)의 벽은 환형인 밀폐용 립(annular sealing lip)(45)을 구비한다.

  어댑터 캡(50)은 솔레노이드(2)의 보울(6)에 수용될 수 단부(53)에서 중간 밀폐부(40) 중 넓은 암 단부(42)의 바깥 직경

과 거의 동일한 직경의 단면(51)과, 캐니스터(1')의 이러한 배출 베이스(14')를 수용할 제 2 단부(암 단부)에서 배출 베이스

(14')의 바깥 직경과 거의 동일한 직경의 넓은 단면(52)을 갖는, 스텝형 관통 구멍(stepped through bore)(51)이 있는 링

모양을 갖는다. 캡(50)의 구멍(51,52)은 중간 밀폐부(40)와 거의 동일한 길이로 뻗어있다. 더 작은 단면 단부(53)에서, 캡

(50)은 중간 밀폐부(40)를 유지하기 위한 환형 림(55)을 포함한다. 캡(50)의 외부 벽(56)은 또한 스텝형으로, 중간 밀폐부

를 수용하기 위한 구멍(51,52)과, 솔레노이드(2)의 스커트(7)에 들어맞고, 가장 넓은 단부(54)는 캐니스터(1')의 벌지(12)

의 내부 직경과 동일한 외부 직경의 환형 에지부(57)가 되기 때문에, 캡의 외부 벽은 캐니스터(1')의 보울(13)에 수용될 수

있다.
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  따라서, 작동 위치에서만 중간 밀폐부(40)와 어댑터 캡(50)이 캐니스터(1')의 보울(13)에서 돌출한다.

  작동시, 캐니스터(1')의 배출 밸브(16)를 휴지 위치(도 5,6)에서 배출 위치(도 7)로 다시 밀기 위해, 중간 밀폐부(40)의 수

단부(41)는 어댑터 캡(50)을 통해 밸브(16)의 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)과 접촉하고, 캐

니스터(1')의 보울(13)에 고정되어 있으며, 입구 단부 단편(4)을 통해 뒤로 밀려 있는 중간 밀폐부(40)는 밸브 부분(18')을

스프링(17) 작용과 반대 방향으로 뒤로 밀어서 환형 밸브 림(21)이 밀폐 비드(23)와 분리되게 하고, 기체가 캐니스터(1')에

서 패스닝 기구의 솔레노이드(2)로 들어갈 수 있도록 한다. 따라서, 중간 밀폐부는 캡(50)의 림(55)으로부터 또한 분리된

다. 이러한 기체 배출 위치에서, 밸브(18',16)의 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)은 비드(23)의

내부를 향해있는 표면(31)에서 후퇴되어 있다.

발명의 효과

  상술한 바와 같이, 본 발명은 밀폐부(seal) 내에서 배출 밸브는 보울의 에지부에 대해 후퇴되도록 장착되고, 밸브의 접촉

표면은 휴지 위치에서 보울의 에지부 위로 돌출되지 않으며, 기체 배출 위치에서 밀폐부의 외부를 향한 표면에 대해 후퇴

되어 있어, 종래의 캐니스터의 배출 밸브의 단부 단편이 작동 중 부러질 위험이 존재하면서 보호용 캡의 에지부(edge)에

돌출되어 있는 단점을 제거한 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  보울(bowl)(13)을 형성하는 보호용 에지부(12)를 포함하고, 압축 기체로 작동하는 패스닝 기구(fastening appliance)(2)

에 기체를 공급하며, 상기 보울 내에는 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)을 구비한 배출 밸브

(16)가 장착되어 배출 밸브는 휴지 위치와 기체 배출 위치 사이에서 병진운동을 할 수 있는 압축 기체 캐니스터(1, 1')로서,

  상기 배출 밸브(16)는 밀폐부(seal)(3, 3') 내에서 상기 보울(13)의 상기 에지부(15)에 대해 후퇴되도록 장착되고, 상기

밸브(16)의 상기 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)은 상기 휴지 위치에서 상기 보울(13)의 에지

부(15) 위로 돌출되지 않으며, 상기 기체 배출 위치에서 상기 밀폐부(3, 3', 23)의 외부를 향한 표면(30)에 대해 후퇴되어

있으며,

  상기 밸브(16,18')의 상기 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)은 상기 휴지 위치에서 상기 밀폐

부(3',23)의 외부를 향한 표면(30)에 대해 후퇴되어서 중간 밀폐부(40)의 제 1 단부{수 단부(male end portion)}(41)를 수

용하고, 상기 중간 밀폐부의 제 2 단부{암 단부(female end portion)}(42)는 상기 패스닝 기구(2)의 상기 기체 입구 장치

의 수 단부 단편(4)을 수용해서 상기 밸브(16,18')를 상기 배출 위치로 되밀게 되어 있는것을 특징으로 하는, 압축 기체 캐

니스터.

청구항 2.

  제 1항에 있어서, 상기 배출 밸브(16,18)는 상기 기체 배출 위치에서 상기 밀폐부(3,3',23)의 내부를 향한 표면(31)에 대

해 서로 후퇴되어 있는, 압축 기체 캐니스터.

청구항 3.

  제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 배출 밸브(16,18)는 상기 휴지 위치에서 상기 밀폐부(3,23)로부터 돌출하는, 압축 기

체 캐니스터.

청구항 4.
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  제 2항에 있어서, 상기 밸브(16,18)의 상기 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)은 상기 기구의 기

체 입구 장치(2)의 수 단부 단편(male end piece)(4)과 직접 공동 작동해서 상기 밸브(16)를 상기 배출 위치로 되밀게 되

어 있으며, 상기 배출 위치에서 상기 밀폐부(3,20,23)는 상기 입구 장치(2)의 밸브(16,18)와 수 단부 단편(4)이 서로 만나

는 접촉과 이동 표면(bearing and displacement surface)(26)의 각 측면으로 연장되는, 압축 기체 캐니스터.

청구항 5.
삭제

청구항 6.

  제 1항, 제 2항 또는 제 4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 밀폐부(3,3')는 외부의 슬리브(sleeve)(20)와, 상기 슬리브(20)

확장부(24)의 환형 쇼울더(annular shoulder)에 있는 내부 비드(internal bead)(23)를 포함하는, 압축 기체 캐니스터.

청구항 7.

  제 6항에 있어서, 상기 밀폐부(3,3')의 상기 슬리브(20)와 상기 비드(23)는 배출 베이스(14,14')로 뻗어있고, 상기 배출

베이스의 환형 에지부(25)는 상기 슬리브(20)의 확장부(widened portion)(24)와 상기 밀폐용 비드(23)를 덮는, 압축 기체

캐니스터.

청구항 8.

  제 7항에 있어서, 상기 베이스(14)의 상기 환형 에지부(25)는 상기 캐니스터(1) 중 상기 보울(13)의 상기 에지부(15) 평

면과 동일한 높이에 있는, 압축 기체 캐니스터.

청구항 9.

  제 6항에 있어서, 상기 밸브(16)는 환형의 밀폐용 림(21)을 포함하고, 상기 밀폐용 림은 휴지 상태에서 상기 밀폐용 비드

(23)와 접촉하며, 상기 밀폐용 림의 직경은 상기 슬리브(20)의 중심 구멍(22)의 직경보다 아주 약간 작은, 압축 기체 캐니

스터.

청구항 10.

  제 6항에 기재된 캐니스터(1')에 사용하는 어댑터 캡(adapter cap)(50)으로서,

  상기 캐니스터의 보호용 보울(13)에 수용되고 이로부터 돌출하도록 설계되며, 상기 캐니스터 내에는 배출 밸브(16,18')

와 공동으로 작동하는 수 단부(41)와, 패스닝 기구의 기체 입구 장치(2)의 수 단부 단편(4)을 수용하기 위한 암 단부(42)를

갖는 중간 밀폐부(40)가 장착되어 있는, 어댑터 캡.

청구항 11.

  제 10항에 있어서, 스텝형 관통 구멍(stepped through-bore)(51,52) 및,

  양쪽 단부에 상기 중간 밀폐부(40)를 유지하기 위한 환형 림(annular rim)(55)과 상기 캐니스터(1')의 상기 보호용 보울

(13)에 수용하기 위한 환형 에지부(annular edge)(57)를 구비한 스텝형의 외부 벽(56)을 포함하는, 어댑터 캡.
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